
• Топография
• Высота ступени
• Разброс толщины
• Ширина структуры 
• Расстояние
• Зазор, канавка
• Тонкие пленки
• Многослойные пленки
• Bridge Tools

• Разброс толщины
• Толщина
• Прогиб
• Коробление
• Плоскостность
• Измерение сквозь пленку
• Шероховатость
• Тонкие пластины

Более 13 лет  работы в области безконтактных 
оптических измерений и атомно- силовой микроскопии

Широкий выбор метрологических решений для 
полупроводниковой промышленности, 
фотовольтаики и производства MEMS.

Front End 
(тестирование, корпусирование, монтаж)

Back End 
(обработка пластин)

ront End 

Интерфейс на базе SECS / GEM

+

Полная автоматизация системы

Возможность оптических измерений и
мультисенсорной атомно-силовой 

микроскопии

Метод "из кассеты в кассету", устройства удержания 
кремниевых пластин в безопасной среде (FOUP), 

стандартный механический интерфейс(SMIF) 
соответствие стандартам SEMI, наборы 

параметров для измерений

FRT инструменты измеряют полупроводниковые и MEMS пластины в формате 3D и 2D

Сенсоры для лицевой и 
обратной поверхности пластины

Данные плоскостности и толщины пластины 
(Разброс толщины, прогиб, коробление и т.д.)

Мультисенсорная конфигурация

Структура на пластине Измерение прогиба Измерение в формате 3D
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на пластине ние прогиба е в формате 3D

ck End



Более 13 лет  работы в области безконтактных 
оптических измерений и атомно- силовой микроскопии

Метрология в нанотехнологии. Решения задач в 
размерах от  микро- до нанометров
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Технические качества прибора 
Мicrospy Topo® Topo

•  Вертикальное разрешение до 1 нанометра
•  Высочайшая скорость измерений
•  Стабильная гранитная база
•  Моторизированный измерительный стол
•  Joystick
•  Софтвер. включающий stitching
•  Прибор прост в обращении
•  Компактен

Многочисленные  методы 
измерений,заключающиеся 
в одном  приборе

•  Хроматически-точечные сенсоры
•  Атомно-силовая микроскопия
•  Бело-светная интерферометрия
•  Сенсоры для измерения тонких пленок

Дополнительные возможности
•  Автоматизация измерений
•  Установка в 
     специализированном строении
•  Автоматическая установка образцов

Высокоточный конфокальный микроскоп Мультисенсорные метрологические приборы

оокок

Примеры решений

Возможности мультисенсорных решений метрологических задач

Конфокальное измерение поверхности 
шлифовочной колодки для шлифования 
пластин прибором MicroSpy® Topo 

Конфокальное измерение поверхности 
мультислойной структуры солярного 
модуля прибором MicroSpy® Topo 

Атомно-силовое измерение поверхности группы 
микролинз в нанометрических размерах

Point Sensors
Flexible Topography Measurements

Possibility for Single and
Multisensor Integration

Film Thickness Sensors
High-Res Film Measurements

Field of View Sensors
High Speed Measurements

Atomic Force Microscopy
Sub Nanometer Measurements 

ФРТ предлагает полную серию метрологических 
приборов для характеризации поверхностей в 
нанотехнологии. Новый конфокальный микроскоп 
MicroSpy® Topo  - измерительный прибор, цена 
которого ниже чем соответствует его высокому 
качеству. 

Решение сложных  измерительных задач требует 
использования наилучших приборов на 
метрологическом рынке. FRT пользуется 
мультисенсорной технологией –еще никогда не было 
проще комбинировать разнообразные методы 
измерений в одном приборе.

MicroProf 200® с механическим 
измерительным 

столом,установленным в 
специализированном строении в 
мультисенсорной конфигурацииКонфокальный микроскоп

MicroSpy® Topo

FRT предлагает четыре класса сенсоров, 
приспособленных к вашим индивидуальным задачам.

ометра

й стол

Мультисенсорная конфигурация ,состоящая из 
двух хроматических сенсоров в комбинации с 
атомно-силовым сенсором.

FRT Headquarters
FRT, Fries Research & Technology GmbH
Friedrich-Ebert-Strasse
D-51429 Bergisch Gladbach
Germany

Tel. +49 (0)2204 - 84 24 30
Fax +49 (0)2204 - 84 24 31
E-Mail: info@frt-gmbh.com
http://www.frt-gmbh.com




